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CERTIFICATE

Bielsko-Biata, 20.08.2015r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe réwnoczesnego spektrometru emisyjnego ICP-

OES z podwojna obserwacija plazmy — BOS/64/FZ/15

Ninigjszym informujemy, ze w dniu 14.08.2015 i 18.08.2015r. wptynely do Instytutu Badan i Rozwoju
Motoryzacji BOSMAL Sp. z 0.0. zapytania potencjalnych oferentow dotyczace tresci SIWZ. Ponize]
udzielamy nastepujacych wyjasnien:

1. Pkt. 3. — mozliwo$¢ podwdjnej obserwacji plazmy w ukladzie poziomym (osiowo i prostopadle). Czy
zamawiajacy rozpatrzy oferte na spektrometr z systemem podwojnej obserwacji plazmy, w ktorej
palnik umieszczany jest pionowo lub poziomo w zaleznosci od wymaganego trybu pracy?

Ad. 1. Zamawiajacy wymaga sktadania oferty na spektrometr ICP-OES z poziomym ustawieniem palnika i

podwojng obserwacia plazmy (prostopadle i osiowo) w uktadzie poziomym.

2. Pkt. 10. - Ukfad Peltiera chiodzenia komory mgielnej. Czy zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
alternatywne, ktore nie wymaga stosowania chiodzenia systemu wprowadzania proby?

Ad. 2. Zamawiajacy wymaga dostarczenia ukiadu Peltiera chfodzenia komory mgielnej z mozliwoscia

regulowania temperatury.

3. Pkt 16. uklad optyczny, wymagany jest zakres spektralny 163 — 780nm. Czy rozpatrzona zostanie
oferta na spektrometr posiadajacy zakres spektralny od 130 do 770nm?

Ad. 3. Zamawiajacy dopuszcza ograniczenie gomego zakresu spektrainego do 770 nm. Dolny zakres

spektralny pozostaje bez zmian (168 nm).

4. Pkt.18. Rozdzielczost spektraina, wymagana jest rozdzielczos¢ 0,007nm przy 200nm. Czy
zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru posiadajacego rozdzielczos¢ spektraing 0,008nm,
ktora jest stala w calym zakresie spektralnym od 130 do 340nm, oraz 16pm w zakresie od 340 do
770nm?

Ad. 4. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert na spektrometr ICP-OES o rozdzielczosci spekiralnej

gorszej niz 0,007 nm przy 200 nm (jest to parametr oceniany).

5. Pkt20. ukiad optyczny przeplukiwany argonem - czy zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie
spektrometru wyposazonego w system optyczny, ktory jest szczelny, wypetniony argonem i nie
wymaga przeplukiwania argonem w trakcie analiz jak rowniez w trybie oczekiwania?

Ad. 5. Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert na spektrometr ICP-OES wyposazony w szczelny uktad

optyczny wypetniony argonem.

6. Pkt. 21. System optyki typu Echelle. Czy zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru
z systemem optycznym typu Paschen-Runge opartym na kole Rowlanda?

Ad. 6. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert na system optyki inny niz wysokiej rozdzielczosci

Echelle.

7. Pkt. 39, plyn do ukfadu chiodzacego - czy zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru, ktory
nie wykorzystuje zewnetrznych systemow chiodzacych?

Ad. 7. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert na spektrometr ICP-OES nie wymagajacego stosowania

zewnetrznych systemow chiodzacych, pod warunkiem spefnienia pozostalych wymagan technicznych

zawartych w SIWZ,



8. Czy zamawiajacy wymaga skiadania oferty na spektrometr ICP-OES z pionowym ustawieniem palnika
z podwojnym pogladem plazmy i przedstawieniu wynikéw z obu pogladow na komputerze dokiadnie w tym
samym czasie oraz zastosowaniem stozka chiodzonego woda nad plazma?

Palnik pionowy jest szczegoinie dedykowany do analizy pierwiastkéw w trudnych matrycach organicznych
(np. olejow napgdowych, benzyn), a zastosowanie podwojnego podgladu plazmy pozwala na pomiary bardzo
niskich limitdw detekciji w probkach bardzo.

Spekirometr, ktory pozwala przedstawia¢ wyniki dokiadnie w tym samym czasie z obu pogladow plazmy
radialny i aksjalny jest spektrometrem prawdziwie jednoczesnym i pozwala na skrocenie czasu analizy,
a co za tym idzie oszczednos¢ gazu.

Zastosowanie stozka chiodzonego wodg nad plazmg powoduje stabilno$¢ pomiarowa i zmniejszenie
interferencji, poprzez uniknigcie zjawiska ,ogonowania" plazmy, a dodatkowo stanowi ochrong ukiadu
optycznego przed potencjalnym zanieczyszczeniem i ostabieniem sygnalu, dzieki czemu aparat nie fraci
na czutosci podczas analizy bardzo trudnych probek.

Ponadto zastosowanie palnika zorientowanego pionowo przy analizie probek organicznych znacznie wydiuza
zywotnos¢ palnika w stosunku do palnika zorientowanego poziomo, a co za tym idzie mniejsze koszty
eksploatacji spektrometru.

Ad. 8. Zamawiajacy wymaga skiadania oferty na spektrometr ICP-OES z poziomym ustawieniem palnika
i podwojng obserwacja plazmy (prostopadle i osiowo) w uktadzie poziomym



